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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　システムであって、
　処理システムと、
　前記処理システム内に統合され、前記処理システムと結合される、入力デバイスと、
　前記処理システムと統合され、前記入力デバイスの上方の面積を監視するように構成さ
れる、センサ配列と、
　前記センサ配列と結合され、所定の入力アクションを検出する、コントローラと
　を備え、
　前記コントローラは、前記処理システムと結合され、所定の入力アクションは、前記所
定の入力アクションが前記処理システム内に機能をトリガするように行われている間に行
われる、前記入力デバイスからの入力と組み合わせられる、システム。
【請求項２】
　前記センサ配列は、電極が前記入力デバイスを囲繞するようにフレーム状基板上に配列
される複数の電極を備える、容量式電極配列である、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記センサ配列は、赤外線センサを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記センサ配列は、超音波センサを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記入力デバイスは、容量式センサ要素のマトリクスを備える、タッチセンサであり、
１つの動作では、前記容量式センサ要素のマトリクスは、タッチセンサとして動作し、第
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２の動作モードでは、所定のセットのセンサ要素が、組み合わせられ、個々の伸長センサ
要素を形成することができ、前記第２の動作モードでは、前記入力デバイスの個々の伸長
センサ要素は、前記入力デバイスの上方の面積を監視するためのセンサ配列を形成する、
請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記容量式電極配列は、前記電極配列の上方の３Ｄ空間内で行われる非タッチジェスチ
ャを検出するように構成され、前記電極配列は、準静電場を発生させるための伝送電極と
、前記入力デバイスの周囲に配列される複数の受信電極とを備える、請求項２に記載のシ
ステム。
【請求項７】
　前記容量式電極配列は、タッチセンサとして動作するように構成され得る、前記入力デ
バイスの周囲に配列される複数の電極センサを備える、請求項２に記載のシステム。
【請求項８】
　前記入力デバイスの周囲の電極センサは、第１の動作モードでは、非タッチジェスチャ
検出センサとして、第２の動作モードでは、タッチセンサとして動作するように構成され
ることができる、請求項６に記載のシステム。
【請求項９】
　前記動作モードは、時間多重化される、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記入力アクションは、前記入力デバイスをブロックまたはブロック解除するために使
用される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記入力アクションは、複数の所定のジェスチャからのジェスチャであり、ジェスチャ
が検出された場合、前記ジェスチャと関連付けられる所定の機能は、前記処理システム内
に行われる、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記入力アクションは、入力アクションまたはジェスチャのシーケンスから成る、請求
項８または１０に記載のシステム。
【請求項１３】
　シーケンスは、複数の同じ入力アクションまたはジェスチャを備える、請求項１２に記
載のシステム。
【請求項１４】
　前記同じ入力アクションは、前記入力デバイスを横断して手を垂直に２回移動させるこ
とである、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　第１の所定の機能は、コピー機能であり、第２の所定の機能は、ペースト機能である、
請求項１３に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記入力デバイスは、タッチパッドであり、前記センサ配列から検出される前記入力ア
クションは、前記電極配列の電極上のタッチ検出であり、前記入力デバイスからの入力は
、前記タッチパッド上で行われるタッチ移動である、請求項２に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記電極配列は、複数の電極を備え、タッチされた電極は、水平スクロール、垂直スク
ロール、およびズームから成る群から選択される、所定の機能を定義する、請求項１６に
記載のシステム。
【請求項１８】
　システムであって、
　処理システムと、
　前記処理システム内に統合され、前記処理システムと結合される、入力デバイスと、
　前記処理システムと統合され、前記入力デバイスの周囲の面積を監視するように構成さ
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れる、センサ配列と、
　前記センサ配列と結合され、所定の非タッチ入力アクションを検出する、コントローラ
と
　を備え、
　前記コントローラは、前記処理システムと結合され、前記コントローラは、所定の非タ
ッチ入力アクションの検出のみに応じて、関連付けられたコマンドを前記処理システムに
転送するように構成され、所定の非タッチ入力アクションは、少なくとも２つの非タッチ
ジェスチャの所定のシーケンスを備え、それによって、前記入力デバイスの周囲の面積内
の非意図的移動を廃棄する、システム。
【請求項１９】
　前記センサ配列は、電極が前記入力デバイスを囲繞するように配列される複数の電極を
備える、電極配列であり、前記電極配列は、前記電極配列の上方の３Ｄ空間内で行われる
ジェスチャを検出するように構成され、前記電極配列は、準静電場を発生させるための伝
送電極と、前記入力デバイスの周囲に配列される複数の受信電極とを備える、請求項１８
に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記センサ配列は、赤外線センサまたは超音波センサを備える、請求項１８に記載のシ
ステム。
【請求項２１】
　前記非タッチ入力アクションは、前記コントローラによって検出され、前記コマンドは
、前記処理システムの所定の機能を行うために、前記処理システムに転送される、請求項
１８に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記少なくとも２つの非タッチジェスチャのシーケンスは、複数の同じ非タッチジェス
チャを備える、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記同じ非タッチジェスチャは、前記入力デバイスを横断して手を垂直に２回移動させ
ることである、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記入力デバイスは、容量式センサ要素のマトリクスを備える、タッチセンサであり、
１つの動作モードでは、前記容量式センサ要素のマトリクスは、タッチセンサとして動作
し、第２の動作モードでは、所定のセットのセンサ要素が、組み合わせられ、個々の伸長
センサ要素を形成することができ、前記第２の動作モードでは、前記入力デバイスは、前
記入力デバイスの上方の面積を監視するためのセンサ配列を形成する、請求項１８に記載
のシステム。
【請求項２５】
　データ処理デバイスを動作させるための方法であって、前記データ処理デバイスは、処
理システム内に統合される入力デバイスを備え、前記方法は、
　前記入力デバイスを囲繞する面積がセンサ配列によって監視されるように、センサ配列
を前記データ処理デバイス内に統合するステップと、
　前記センサ配列と結合されるコントローラによって、所定の入力アクションを検出する
ステップと、
　前記処理システム内に機能をトリガするために、前記所定の入力アクションと前記入力
デバイスによって生成される入力を組み合わせるステップであって、前記入力は、前記所
定のアクションが行われている間に行われる、ステップと
　を含む、方法。
【請求項２６】
　前記センサ配列は、電極が前記入力デバイスを囲繞するようにフレーム状基板上に配列
される複数の電極を備える、容量式電極配列である、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
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　前記センサ配列は、赤外線センサを備える、請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　前記センサ配列は、超音波センサを備える、請求項２５に記載の方法。
【請求項２９】
　前記容量式電極配列は、前記電極配列の上方の３Ｄ空間内で行われる非タッチジェスチ
ャを検出するように構成され、前記電極配列は、準静電場を発生させるための伝送電極と
、前記入力デバイスの周囲に配列される複数の受信電極とを備える、請求項２６に記載の
方法。
【請求項３０】
　前記容量式電極配列は、前記入力デバイスの周囲に配列される複数の電極センサを備え
、前記方法は、前記電極センサをタッチセンサとして動作するように構成するステップを
含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項３１】
　前記入力デバイスの周囲の電極センサを、第１の動作モードでは、非タッチジェスチャ
検出センサとして、第２の動作モードでは、タッチセンサとして動作するように構成する
ステップをさらに含む、請求項２９に記載の方法。
【請求項３２】
　前記動作モードは、時間多重化される、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記入力アクションは、複数の所定のジェスチャからのジェスチャであり、ジェスチャ
が検出された場合、前記入力デバイスは、ブロックまたはブロック解除される、請求項２
５に記載の方法。
【請求項３４】
　前記入力アクションは、前記処理システムの所定の機能を行うために使用される、請求
項２５に記載の方法。
【請求項３５】
　前記入力アクションは、入力アクションまたはジェスチャのシーケンスから成る、請求
項３３または３４に記載の方法。
【請求項３６】
　シーケンスは、複数の同じ入力アクションまたはジェスチャを備える、請求項３５に記
載の方法。
【請求項３７】
　前記同じ入力アクションは、前記入力デバイスを横断して手を垂直に２回移動させるこ
とである、請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　第１の所定の機能は、コピー機能であり、第２の所定の機能は、ペースト機能である、
請求項３６に記載の方法。
【請求項３９】
　前記入力デバイスは、タッチパッドであり、前記センサ配列から検出される前記入力ア
クションは、前記電極配列の電極上のタッチ検出であり、前記入力デバイスからの入力は
、前記タッチパッド上で行われるタッチ移動である、請求項２６に記載の方法。
【請求項４０】
　前記電極配列は、複数の電極を備え、前記タッチされた電極は、水平スクロール、垂直
スクロール、およびズームから成る群から選択される、所定の機能を定義する、請求項３
９に記載の方法。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１０】
　前述の方法のさらなる実施形態によると、センサ配列は、電極が入力デバイスを囲繞す
るように配列される複数の電極を備える、電極配列であることができる。前述の方法のさ
らなる実施形態によると、センサ配列は、赤外線センサを備えてもよい。前述の方法のさ
らなる実施形態によると、センサ配列は、超音波センサを備えてもよい。前述の方法のさ
らなる実施形態によると、電極配列は、電極配列の上方の３Ｄ空間内で行われる非タッチ
ジェスチャを検出するように構成されてもよく、電極配列は、準静電場を発生させるため
の伝送電極と、該入力デバイスの周囲に配列される複数の受信電極とを備える。前述の方
法のさらなる実施形態によると、電極配列は、該入力デバイスの周囲の複数の電極センサ
を備えてもよく、本方法は、電極センサをタッチセンサとして動作するように構成するス
テップを含んでもよい。前述の方法のさらなる実施形態によると、本方法は、該入力デバ
イスの周囲の電極センサを、第１の動作モードでは、非タッチジェスチャ検出センサとし
て、第２の動作モードでは、タッチセンサとして動作するように構成するステップを含ん
でもよい。前述の方法のさらなる実施形態によると、動作モードは、時間多重化されても
よい。前述の方法のさらなる実施形態によると、入力アクションは、該入力デバイスをブ
ロックまたはブロック解除するために使用されてもよい。前述の方法のさらなる実施形態
によると、入力アクションは、処理システムの所定の機能を行うために使用されてもよい
。前述の方法のさらなる実施形態によると、入力アクションは、入力アクションのシーケ
ンスから成ってもよい。前述の方法のさらなる実施形態によると、シーケンスは、複数の
同じ入力アクションを備えてもよい。前述の方法のさらなる実施形態によると、同じ入力
アクションは、入力デバイスを横断して手を垂直に２回移動させることであることができ
る。前述の方法のさらなる実施形態によると、入力アクションは、入力アクションのシー
ケンスから成ってもよい。前述の方法のさらなる実施形態によると、シーケンスは、複数
の同じ入力アクションを備えてもよい。前述の方法のさらなる実施形態によると、第１の
所定の機能は、コピー機能であることができ、第２の所定の機能は、ペースト機能である
。前述の方法のさらなる実施形態によると、該入力デバイス上の入力と組み合わせられた
入力アクションは、処理システムの所定の機能を行ってもよい。前述の方法のさらなる実
施形態によると、入力デバイスは、タッチパッドであってもよく、入力アクションは、該
電極配列の電極上のタッチ検出であってもよく、該入力デバイスからの入力は、該タッチ
パッド上で行われるタッチ移動である。前述の方法のさらなる実施形態によると、電極配
列は、複数の電極を備えてもよく、タッチされた電極は、水平スクロール、垂直スクロー
ル、およびズームから成る群から選択される、所定の機能を定義する。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　システムであって、
　処理システムと、
　前記処理システム内に統合され、前記処理システムと結合される、入力デバイスと、
　前記処理システムと統合され、前記入力デバイスの上方の面積を監視するように構成さ
れる、センサ配列と、
　前記センサ配列と結合され、所定の入力アクションを検出する、コントローラと
　を備え、
　前記コントローラは、前記処理システムと結合され、前記所定の入力アクションは、前
記入力デバイスからの入力と組み合わせられる、システム。
（項目２）
　前記センサ配列は、電極が前記入力デバイスを囲繞するように配列される複数の電極を
備える、電極配列である、項目１に記載のシステム。
（項目３）
　前記センサ配列は、赤外線センサを備える、項目１に記載のシステム。
（項目４）
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　前記センサ配列は、超音波センサを備える、項目１に記載のシステム。
（項目５）
　前記入力デバイスは、容量式センサ要素のマトリクスを備える、タッチセンサであり、
１つの動作では、前記容量式センサ要素のマトリクスは、タッチセンサとして動作し、第
２の動作モードでは、所定のセットのセンサ要素が、組み合わせられ、個々の伸長センサ
要素を形成することができ、前記第２の動作モードでは、前記入力デバイスの個々の伸長
センサ要素は、前記入力デバイスの上方の面積を監視するためのセンサ配列を形成する、
項目１に記載のシステム。
（項目６）
　前記電極配列は、前記電極配列の上方の３Ｄ空間内で行われるジェスチャを検出するよ
うに構成され、前記電極配列は、準静電場を発生させるための伝送電極と、前記入力デバ
イスの周囲に配列される複数の受信電極とを備える、項目２に記載のシステム。
（項目７）
　前記電極配列は、配列されたタッチセンサとして動作するように構成され得る、前記入
力デバイスの周囲の複数の電極センサを備える、項目２に記載のシステム。
（項目８）
　前記入力デバイスの周囲の電極センサは、第１の動作モードでは、非タッチジェスチャ
検出センサとして、第２の動作モードでは、タッチセンサとして動作するように構成され
ることができる、項目６に記載のシステム。
（項目９）
　前記動作モードは、時間多重化される、項目８に記載のシステム。
（項目１０）
　前記入力アクションは、前記入力デバイスをブロックまたはブロック解除するために使
用される、項目１に記載のシステム。
（項目１１）
　前記入力アクションは、前記処理システムの所定の機能を行うために使用される、項目
１に記載のシステム。
（項目１２）
　前記入力アクションは、入力アクションのシーケンスから成る、項目１０に記載のシス
テム。
（項目１３）
　シーケンスは、複数の同じ入力アクションを備える、項目１２に記載のシステム。
（項目１４）
　前記同じ入力アクションは、前記入力デバイスを横断して手を垂直に２回移動させるこ
とである、項目１３に記載のシステム。
（項目１５）
　前記入力アクションは、入力アクションのシーケンスから成る、項目８に記載のシステ
ム。
（項目１６）
　シーケンスは、複数の同じ入力アクションから成る、項目１５に記載のシステム。
（項目１７）
　第１の所定の機能は、コピー機能であり、第２の所定の機能は、ペースト機能である、
項目１６に記載のシステム。
（項目１８）
　前記入力デバイス上の入力と組み合わせられた入力アクションは、前記処理システムの
所定の機能を行う、項目１に記載のシステム。
（項目１９）
　前記入力デバイスは、タッチパッドであり、前記入力アクションは、前記電極配列の電
極上のタッチ検出であり、前記入力デバイスからの入力は、前記タッチパッド上で行われ
るタッチ移動である、項目２に記載のシステム。
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（項目２０）
　前記電極配列は、複数の電極を備え、前記タッチされた電極は、水平スクロール、垂直
スクロール、およびズームから成る群から選択される、所定の機能を定義する、項目１９
に記載のシステム。
（項目２１）
　システムであって、
　処理システムと、
　前記処理システム内に統合され、前記処理システムと結合される、入力デバイスと、
　前記処理システムと統合され、前記入力デバイスの周囲の面積を監視するように構成さ
れる、センサ配列と、
　前記センサ配列と結合され、所定の非タッチ入力アクションを検出する、コントローラ
と
　を備え、
　前記コントローラは、前記処理システムと結合され、非タッチ入力アクションの検出の
ために、ジェスチャの所定のシーケンスが、非タッチ入力アクションと前記入力デバイス
の周囲の面積内の非意図的移動を区別するために要求される、システム。
（項目２２）
　前記センサ配列は、電極が前記入力デバイスを囲繞するように配列される複数の電極を
備える、電極配列であり、前記電極配列は、前記電極配列の上方の３Ｄ空間内で行われる
ジェスチャを検出するように構成され、前記電極配列は、準静電場を発生させるための伝
送電極と、前記入力デバイスの周囲に配列される複数の受信電極とを備える、項目２１に
記載のシステム。
（項目２３）
　前記センサ配列は、赤外線センサまたは超音波センサを備える、項目２１に記載のシス
テム。
（項目２４）
　前記入力アクションは、前記処理システムの所定の機能を行うために使用される、項目
２１に記載のシステム。
（項目２５）
　前記ジェスチャのシーケンスは、複数の同じ入力アクションを備える、項目２１に記載
のシステム。
（項目２６）
　前記同じ入力アクションは、前記入力デバイスを横断して手を垂直に２回移動させるこ
とである、項目２５に記載のシステム。
（項目２７）
　前記入力デバイスは、容量式センサ要素のマトリクスを備える、タッチセンサであり、
１つの動作では、前記容量式センサ要素のマトリクスは、タッチセンサとして動作し、第
２の動作モードでは、所定のセットのセンサ要素が、組み合わせられ、個々の伸長センサ
要素を形成することができ、前記第２の動作モードでは、前記入力デバイスは、前記入力
デバイスの上方の面積を監視するためのセンサ配列を形成する、項目２１に記載のシステ
ム。
（項目２８）
　データ処理デバイスを動作させるための方法であって、前記データ処理デバイスは、処
理システム内に統合される入力デバイスを備え、
　前記入力デバイスを囲繞する面積がセンサ配列によって監視されるように、センサ配列
を前記データ処理デバイス内に統合するステップと、
　前記電極配列と結合されるコントローラによって、所定の入力アクションを検出するス
テップと、
　前記所定の入力アクションと前記入力デバイスによって生成される入力を組み合わせる
ステップと、
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　を含む、方法。
（項目２９）
　前記センサ配列は、電極が前記入力デバイスを囲繞するように配列される複数の電極を
備える、電極配列である、項目２８に記載の方法。
（項目３０）
　前記センサ配列は、赤外線センサを備える、項目２８に記載の方法。
（項目３１）
　前記センサ配列は、超音波センサを備える、項目２８に記載の方法。
（項目３２）
　前記電極配列は、前記電極配列の上方の３Ｄ空間内で行われる非タッチジェスチャを検
出するように構成され、前記電極配列は、準静電場を発生させるための伝送電極と、前記
入力デバイスの周囲に配列される複数の受信電極とを備える、項目２９に記載の方法。
（項目３３）
　前記電極配列は、前記入力デバイスの周囲の複数の電極センサを備え、前記方法は、前
記電極センサをタッチセンサとして動作するように構成するステップを含む、項目２９に
記載の方法。
（項目３４）
　前記入力デバイスの周囲の電極センサを、第１の動作モードでは、非タッチジェスチャ
検出センサとして、第２の動作モードでは、タッチセンサとして動作するように構成する
ステップをさらに含む、項目３２に記載の方法。
（項目３５）
　前記動作モードは、時間多重化される、項目３４に記載の方法。
（項目３６）
　前記入力アクションは、前記入力デバイスをブロックまたはブロック解除するために使
用される、項目２８に記載の方法。
（項目３７）
　前記入力アクションは、前記処理システムの所定の機能を行うために使用される、項目
２８に記載の方法。
（項目３８）
　前記入力アクションは、入力アクションのシーケンスから成る、項目３６に記載の方法
。
（項目３９）
　シーケンスは、複数の同じ入力アクションを備える、項目３８に記載の方法。
（項目４０）
　前記同じ入力アクションは、前記入力デバイスを横断して手を垂直に２回移動させるこ
とである、項目３９に記載の方法。
（項目４１）
　前記入力アクションは、入力アクションのシーケンスから成る、項目３７に記載の方法
。
（項目４２）
　シーケンスは、複数の同じ入力アクションを備える、項目４１に記載の方法。
（項目４３）
　第１の所定の機能は、コピー機能であり、第２の所定の機能は、ペースト機能である、
項目４２に記載の方法。
（項目４４）
　前記入力デバイス上の入力と組み合わせられた入力アクションは、前記処理システムの
所定の機能を行う、項目２８に記載の方法。
（項目４５）
　前記入力デバイスは、タッチパッドであり、前記入力アクションは、前記電極配列の電
極上のタッチ検出であり、前記入力デバイスからの入力は、前記タッチパッド上で行われ
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るタッチ移動である、項目２９に記載の方法。
（項目４６）
　前記電極配列は、複数の電極を備え、前記タッチされた電極は、水平スクロール、垂直
スクロール、およびズームから成る群から選択される、所定の機能を定義する、項目４５
に記載の方法。
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